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※概要（Summary）： 

微小磁性体の高周波におけるダイナミスを電気的

に測定するため、高周波プローバーを用いて実験を行

う。微小磁性体に強磁性共鳴を誘起し、それによって

現れる異方性磁気抵抗効果や、スピンポンピングによ

るスピン注入信号を検出する。 

 
※実験（Experimental）： 

 素子部分は電子線描画装置を用いて、リフトオフ法

によって作製する。直流用電極を取り出す部分につい

てフォトリソグラフィで作製するために、山口大学の

電子線描画装置（共用装置）を用いてフォトマスクを

技術代行によって作製した。 

 
※結果と考察（Results and Discussion）： 

フォトマスクパターンの検討を行い、マスクを電子

線描画装置により作製した。最初の設計では直接描画

との重ね合わせ精度が必要であることに加え、作製し

たマスクが露光時のオーバードーズのためパターン

の角が丸まっていたこともあり、特性劣化が大きいこ

とが懸念されたため、測定には至らなかった。そこで、

ドーズ量の最適化と同時に、作製プロセスを再検討し、

重ね合わせなどのプロセスマージンが広くとれるよ

うに設計変更を行った。また、この設計パターンにつ

いては直接描画によるテストチップを試作しており、

高周波測定が可能であることを確認している。図２に

変更後に作製したマスクパターンの一つを示す。現在、 

 

 

 

 

 

 

 

試料作製中である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     図１ 高周波測定用マスクパターン 

      （直流用電極取り出し層） 

 

 

※その他・特記事項（Others）： 

今後、新たなマスクを用いて試料を作製した後、微

小磁性体の高周波におけるダイナミクスの測定を行

う。 
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